
JP 2008-511833 A5 2008.11.20

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成20年11月20日(2008.11.20)

【公表番号】特表2008-511833(P2008-511833A)
【公表日】平成20年4月17日(2008.4.17)
【年通号数】公開・登録公報2008-015
【出願番号】特願2007-530136(P2007-530136)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｌ  19/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｌ  19/14    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成20年8月25日(2008.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
圧力測定システムにおいて、
　流体圧力を導入するように構成される圧力導入継手と、
　前記圧力導入継手に接続している圧力検出素子と、
　前記圧力検出素子に接続し、前記圧力検出素子からの電気信号を調整可能な回路基板と
、
　前記圧力検出素子の少なくとも一部を囲み、前記回路基板に接続された回路基板ハウジ
ングと、を備え、
　前記回路基板ハウジングは、薄い材料により略円筒形状に形成され、大径部と小径部を
備え、前記小径部は前記圧力導入継手に接続し、前記回路基板は少なくともその一部が前
記大径部内に位置付けられ、更に前記回路基板ハウジングは、前記回路基板ハウジングの
材料を周囲から内側へ突出させて形成され、前記回路基板ハウジングの長手軸に対して略
平行に延びる複数の柱部を備え、前記各柱部は前記回路基板と係合する端部を有する、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項２】
請求項１に記載の圧力測定システムであって、
　前記柱部は略半円筒形状であり、前記小径部から前記大径部に向かって前記回路基板ハ
ウジングの前記回転軸と略平行に延設されている、ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項３】
請求項１に記載の圧力測定システムであって、
　前記回路基板ハウジングは、少なくとも１つの前記柱部における前記端部に形成された
突起を有し、前記突起は前記回路基板に係合される、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項４】
請求項３に記載の圧力測定システムであって、
　前記回路基板ハウジングは、前記各柱部における前記端部に形成された突起を有し、前
記突起は前記回路基板ハウジングの前記回転軸の周囲にわたり不等間隔に配置されている
、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
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【請求項５】
請求項３に記載の圧力測定システムであって、
　前記突起は前記回路基板のＧＮＤラインに電気的に接続している、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項６】
請求項５に記載の圧力測定システムであって、
　前記突起は前記圧力導入継手に電気的に接続している、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項７】
請求項１に記載の圧力測定システムであって、さらに、
　外部装置へ接続するために、前記回路基板に電気的に接続している電気コネクタ部を備
える、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項８】
請求項１に記載の圧力測定システムであって、
　前記回路基板ハウジングの前記小径部は、スポット溶接により複数の点で前記圧力導入
継手に構造的に一体化された、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項９】
請求項８に記載の圧力測定システムであって、
　前記回路基板ハウジングの前記回転軸に平行な前記小径部の少なくとも一部は前記圧力
導入継手に係合し、前記溶接はこの部分においてなされる、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項１０】
請求項１に記載の圧力測定システムは、さらに、
　前記回路基板ハウジングの少なくとも一部を囲む第２ハウジングを備え、前記第２ハウ
ジングは前記圧力導入継手に接続している、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項１１】
圧力測定システムの回路基板ハウジングにおいて、
　前記回路基板ハウジングは圧力検出素子の少なくとも一部を囲み、前記回路基板ハウジ
ングに収納された回路基板に接続され、前記回路基板ハウジングは、薄い材料により略円
筒形状に形成され、大径部と小径部を備え、前記小径部は圧力導入継手に接続するように
構成され、更に前記回路基板ハウジングは、前記回路基板ハウジングの材料を周囲から内
側へ突出させて形成され、前記回路基板ハウジングの長手軸に対して略平行に延びる複数
の柱部を備え、前記各柱部は前記回路基板ハウジングに収納された回路基板と係合するよ
うに構成された端部を有する、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１２】
請求項１１に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記柱部は略半円筒形状であり、前記小径部から前記大径部に向かって前記回路基板ハ
ウジングの前記回転軸と略平行に延設されている、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１３】
請求項１１に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記回路基板ハウジングは、少なくとも１つの前記柱部における前記端部に形成された
突起を有し、前記突起は前記回路基板ハウジングに収納された回路基板に係合するように
構成される、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１４】
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請求項１３に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記回路基板ハウジングは、前記各柱部における前記端部に形成された突起を有し、前
記突起は前記回路基板ハウジングの前記回転軸の周囲にわたり不等間隔に配置されている
、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１５】
請求項１３に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記突起は前記回路基板ハウジングに収納された回路基板のＧＮＤラインに電気的に接
続するように構成される、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１６】
請求項１１に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記小径部はスポット溶接により複数の点で圧力導入継手に構造的に一体化するように
構成される、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１７】
請求項１６に記載の回路基板ハウジングであって、
　前記回路基板ハウジングの前記回転軸に平行な前記小径部の少なくとも一部は、前記圧
力導入継手に係合可能であり、前記溶接はこの部分に施される
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項１８】
請求項１に記載の圧力測定システムにおいて、
　前記回路基板ハウジングの金属板の質量は、前記回路基板ハウジングの前記回路基板へ
のはんだ付けを容易にする質量である、
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項１９】
請求項１に記載の圧力測定システムにおいて、
　前記柱部は前記回路基板ハウジングから形成される
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項２０】
請求項３に記載の圧力測定システムにおいて、
　前記突起は前記柱部から形成される
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項２１】
請求項３に記載の圧力測定システムにおいて、
　前記突起は、はんだ付け、ろう付けまたは溶接により前記回路基板に係合される
　ことを特徴とする圧力測定システム。
【請求項２２】
請求項１１に記載の回路基板ハウジングにおいて、
　前記回路基板ハウジングの金属板の質量は、前記回路基板ハウジングの前記回路基板ハ
ウジングに収納された回路基板へのはんだ付けを容易にする質量である、
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項２３】
請求項１１に記載の回路基板ハウジングにおいて、
　前記柱部は前記回路基板ハウジングから形成される
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
【請求項２４】
請求項１３に記載の回路基板ハウジングにおいて、
　前記突起は前記柱部から形成される
　ことを特徴とする回路基板ハウジング。
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【請求項２５】
請求項１３に記載の回路基板ハウジングにおいて、
　前記突起は、はんだ付け、ろう付けまたは溶接により前記回路基板に係合するように構
成された
　ことを特徴とする圧力測定システム回路基板ハウジング。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】圧力測定システムおよび回路基板ハウジング
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明はプロセス管理に関し、より詳細には圧力測定システムおよび回路基板ハウジン
グに関する。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　回路基板ハウジングは、回路基板ハウジングの材料を周囲から内側へ突出させて形成さ
れ、回路基板ハウジングの長手軸に対して略平行に延びる複数の柱部を備えてよく、各柱
部は回路基板に係合可能な上底を有する。柱部は略半円筒形状であってよく、小径部から
大径部に向かって延設される。
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